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Abstrakt: Cílem práce je studium prvků realizovaných laserovou litografií a optimalizace
procesu jak na straně expozičních parametrů, tak na straně záznamového materiálu.
Analýza vzorků bude probíhat s využitím optické mikroskopie a AFM (Atomic Force
Microscopy) a také pomocí rozboru difrakce světla na dané struktuře.
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